
 
高精度計測が可能な温度計は既に存在するが(全て欧米メーカ)、高精度のみならず、高速計

測・多点計測の性能も両立する温度計は存在しない。しかしながら、例えば、半導体分野

におけるシリコンウエハ製造工程では高速でウエハー上の温度分布を正確に計測すること

が望まれている。このような用途のため、(独法)産業技術総合研究所、センサーメーカの㈱

ネツシンと共同研究開発の結果、高精度･高速･多点計測温度計 SP-2000/2001 を 2002 年 4
月に製品化に成功した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

精度：±0.01℃（実質） 同時計測端数：４(16 まで増設可能) 測定周期：2 秒 
 
 
 
 
 
産業用高性能温度計 SP-2000 の技術を更に改良することにより、高精度・高速・多点計測

の三大性能を高次元で実現することに 2002 年 11 月に成功した。 
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高精度･高速･多点計測温度計(Ⅱ)－多点同時計測温度計 

SP-2000                                 SP-2001 

高精度･高速･多点計測温度計(Ⅰ)－産業用高性能温度計 


